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平面光栅效率仪测量过程分析与结果修正
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摘要 为了获得准确的平面光栅衍射效率测量结果，需要对平面光栅效率仪的测量过程进行分析。通过对测量过

程中影响测量结果的光栅出射光谱增宽和衍射光束截面变化等主要因素进行分析，给出了两者关于入射波长和光

栅刻线密度的关系式。运用多元线性回归分析的数学方法，在大量实验数据的基础上，建立了回归修正公式，分别

从理论和实验上验证了修正公式的准确性和可靠性，并将此修正公式编入测量程序，可以在测量结束的同时自动修

正测量结果。结果表明，经过修正后的测量值更加接近理论值，偏差均在 ± 2% 以内，可以实现对光栅衍射效率的准

确测量。该方法不仅实时性强，而且不必对仪器部件做出任何改动，满足仪器操作简单、测量快速准确的要求。
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Abstract In order to get precise testing results from the instrument used for measuring the diffraction efficiency of plane
grating，the analysis has been done on the instrument． Through analyzing the main factors that spectral broadening of exit
beam and cross-section change of diffracted beam，which influence the testing results during measurement，the relation
between wavelength and groove density of them is given． Based on a large number of experimental data，multiple linear
regression analysis is used to establish regression equation based on two primary factors which influence the testing result
during the testing process，and the equation is proved to be exact and credible not only in theory but also in experiment．
Furthermore，the equation has been programmed in the testing programming，and it can correct the testing results
automatically after finishing the test． By the results，the testing results which have been corrected are closer to the
theoretical value，and the difference is less than ± 2%，which prove that the method can be used to measure the diffraction
efficiency of the plane grating． This method is strongly real-time，and any change is not necessary to the components of the
instrument，which can satisfy the requirements of simple operation，testing speediness and preciseness．
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1 引 言
光栅作为一种重要的光学元件，已经广泛应用

于光谱学、集成光学、信息处理、计量、光通信及航天

技术等领域
［1，2］。近年来，各行各业对高精密光谱

分析仪器的需求越来越迫切，而衍射光栅是光谱仪

器的核心元件，因此，衍射光栅的制造与检测技术发

展水平成为光谱仪器行业高度关注的课题
［3，4］。衍

射效率是光栅的重要技术指标，它影响光谱仪器的

能量传输特性。光栅衍射效率可分为相对衍射效率

和绝对衍射效率，在测量中通常指相对衍射效率，即

在给定波长和衍射级次下，探测器接收到的光栅的

衍射光通量与一块同孔径的标准反射镜的反射光通

量之比。经过近半个多世纪的发展，光栅衍射效率

的测量已从线谱法发展为连续扫描法。连续扫描法

的优点是能够给出光栅衍射效率相对于波长的连续

曲线，并且可以反映包括光栅瑞利异常和共振异常

等在内的衍射特性
［5，6］。整个测量过程完全由仪器

自动控制，避免过多人工操作带来的额外测量误差，

符合先进测量方法的发展趋势
［7，8］。

根据光栅相对衍射效率测量原理
［9］，在测量过

程中，影响衍射效率测量准确性的因素主要是光栅

色散导致的出射光谱增宽和衍射光束截面变化，这

两者都随着被测光栅的规格和入射波长的不同而变

化。当测量不同规格光栅时，随着入射波长的变化，

对测量结果带来不同的影响，尤其在实现连续扫描

测量时，准确反映被测光栅的衍射特性是需要解决

的问题。本文对光栅色散导致的出射光谱增宽和衍

射光束截面变化这两个主要因素进行分析，给出两

者关于入射波长和光栅刻线密度的关系式，并进行

数值分析。拟结合多元线性回归分析的数学方法，

在大量实验数据基础上建立测量结果的回归修正公

式，并将此公式编入测量程序，以便在测量结束后能

够自动修正测量结果，使仪器测量结果真实反映被

测光栅的衍射特性。

2 测量过程分析和结果修正
2． 1 仪器结构及参数

仪器结构如图 1 所示，主要由光源、前置单色

仪、测量单色仪和探测器组成，光源和前置单色仪为

测量提供单色光。在测量单色仪中，采用 Czerny-
Turner 水平对称光路结构

［10，11］，光栅转台可以自动

调整被测光栅或标准反射镜对应入射波长的位置。
测量时，由于被测光栅对入射光有色散作用，使得出

射光束光谱宽度增加; 同时，仪器自动调整被测光栅

对应入射波长的位置时，衍射光束截面也随之变化。
由于反射镜不具有色散功能，不存在上述问题。修

正由此引入的测量误差是仪器研制的组成部分。

图 1 仪器结构示意图

Fig． 1 Schematic of instrument structure

仪器的主要结构参数如下: 狭缝宽度为0． 2 mm;

狭缝高度为 5 mm; 被测光栅尺寸为 30 mm ×30 mm ～
110 mm × 110 mm; 前置单色仪中分光光栅为 1200
line /mm，反射镜焦距为 100 mm，出入臂夹角为 45°，
光谱带宽为 4 nm; 测量单色仪中出入臂夹角为 28°，
反射镜尺寸为 110 mm × 110 mm，反射镜焦距为 520
mm。
2． 2 光谱增宽与光束截面影响分析

结合仪器的结构参数，如图 1 所示，在测量单色

仪中，根据光栅方程得出入射波长 λ 与被测光栅衍

射角 β 的对应关系式为

λ = 2d
m cos A

2 sin β － A( )2
， ( 1)

式中 d 为被测光栅常数，m 为光谱级次，取 + 1 级; A
代表入射光束与出射光束的夹角，A = 28°。由线色

散的定义，和前置单色仪的输出带宽 Δλ，可以得出

在测量单色仪中反射聚光镜上由色散形成的光谱宽

度为

Δw = f β
λΔλ

= fΔλ

2dcos A( )2
2
－ λ槡

2

， ( 2)

式中 f 为反射聚光镜的焦距。
设衍射光束截面变化因子为 k( δ) ，令 k( δ) =

ΔSg /ΔSr，其中 ΔSg 为被测光栅的衍射光束截面积，

ΔSr 为标准反射镜反射光束截面积。根据仪器结构

的几何关系，并且分析测量过程可得

k( δ) =
ΔSg

ΔSr
= cos( A － β)

cos A
2

． ( 3)

根据( 1) 式，可得衍射光束截面变化因子 k( δ)

随入射波长 λ、被测光栅常数 d 变化的关系式为
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k( δ) =
cos A

2 － arcsin λ 2dcos A( )[ ]{ }2

cos A
2

． ( 4)

2． 3 测量数据汇总与处理

图 2 是根据( 2) 式得到的不同刻线密度的衍射

光栅在不同入射波长情况下，色散形成的光谱宽度

分布。当被测光栅刻线密度为 3600 line /mm 时，色

散宽度随入射波长的变化陡升; 对于 2400 line /mm
的被测光栅，色散宽度分布在 2． 3 ～ 7 mm 之间; 对

于 1800 line /mm 的 光 栅，色 散 宽 度 分 布 范 围 在

1． 9 ～ 2． 4 mm 之间; 对于刻线密度为 1200 line /mm
和 600 line /mm 的被测光栅，色散宽度随波长变化

的数值比较稳定。可以看出，光栅刻线密度越大，其

色散本领越强; 当光栅常数值在给定波长范围内时，

曲线开始呈指数上升趋势变化，随着入射波长的增

大，变化趋势越加明显; 反之，则曲线变化缓慢。

图 2 光栅色散宽度变化

Fig． 2 Changing of grating's dispersion width

图 3 衍射光束截面变化

Fig． 3 Cross-section changing of diffracted beam

图 3 是根据( 4) 式得到的不同刻线密度的被测光

栅在200 ～800 nm 波长范围内，衍射光束截面变化的曲

线。对于刻线密度为 600 line /mm 和 1200 line /mm 的

被测光栅，k ( δ ) 值 的 变 化 在 1 ～ 1． 05 之 间; 对 于

1800 line /mm的被测光栅，k( δ) 的变化在 0． 88 ～ 1． 03
之间; 对于 2400 line /mm 的被测光栅，k( δ) 变化范围在

0． 61 ～1． 04 之间。可以看出，光栅刻线密度越大，衍射

光束截面变化越明显; 当光栅常数值在给定波长范围

内时，曲线开始呈余弦函数下降趋势变化，随着入射波

长的增大，下降趋势越加明显; 反之，则曲线变化缓慢。
综上，以 2400 line /mm，宽度为 110 mm 的平面

光栅为被测光栅为例，使用本效率仪测得其衍射效

率值 M0，当被测光栅一定时，k ( δ) 和 Δw 均随入射

波长变化，M 是对应波长的理论值。对应数据如

表 1所示。
表 1 数据列表

Table 1 List of data

λ /nm M0 k( δ) Δw /mm M
200 0． 4025 1． 030 2． 656 0． 5371
225 0． 4917 1． 030 2． 679 0． 6515
250 0． 516 1． 028 2． 706 0． 6680
275 0． 5357 1． 025 2． 736 0． 6903
300 0． 4961 1． 021 2． 771 0． 6194
325 0． 4582 1． 016 2． 810 0． 5651
350 0． 4129 1． 010 2． 855 0． 5420
375 0． 3809 1． 000 2． 905 0． 5140
400 0． 3229 0． 992 2． 961 0． 4390
425 0． 282 0． 982 3． 025 0． 3841
450 0． 2834 0． 970 3． 098 0． 3589
475 0． 2778 0． 960 3． 180 0． 3396
500 0． 2461 0． 940 3． 275 0． 3185
525 0． 2253 0． 922 3． 384 0． 3047
550 0． 2027 0． 902 3． 511 0． 2989
575 0． 1755 0． 880 3． 661 0． 2954

从表 1 可以看出，由于光谱增宽 Δw 和衍射光

束截面变化 k( δ) 的影响，光栅相对衍射效率实测值

比对应的理论值偏低。其原因是仪器结构参数已经

固定，在测量光栅时，光谱增宽和衍射光束截面变化

造成衍射光通量未能全部通过出射狭缝，部分损失;

而测量反射镜时，不存在光谱增宽和光束截面变化

的影响，反射光通量没有损失。因此，采用回归算法

修正这种系统测量误差。
2． 4 修正算法的数学依据

多元线性回归分析是讨论多个变量之间与实验

结果的数学表示。方法是从一组变量出发，确定这

些变量之间的数学表达式—回归方程或经验公式;

并对回归方程的可信程度进行统计检验
［12 ～ 14］。

通过实验获 得 n 组数据: ( xi1，xi2，…，xim ; yi ) ，

i = 1，2，…，n，根据分析可以得到结构形式:

y1
y2

y













n

=

1 x11 x12 … x1m
1 x21 x22 … x2m
   
1 xn1 xn2 … x













nm

β0
β1

β













m

．
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设 β̂0，̂β1，…，̂βm 分别是系数 β的最小二乘估计，

则回归方程为

ŷ = β̂0 + β̂1x1 + … + β̂mxm． ( 5)

根据最小二乘法∑
n

i = 1
( yi － ŷi )

2 =∑
n

i = 1
( yi － β̂0 － β̂1x1 －

… － β̂mxm) 2，方程组对应的矩阵解为

β = ( XTX) －1XTY，

式中

X =

1 x11 x12 … x1m
1 x21 x22 … x2m
   
1 xn1 xn2 … x













nm

， Y =

y1
y2

y













n

，

( 6)

为检验回归方程的有效性，可以对其进行拟合优度

检验和显著性检验。
拟合优度检验即计算 R2，R2

描述了自变量 x 与

因变量 y 之间的相关程度，根据统计
［14］

可以得到

R2 =
Su

St
= 1 －

SQ

St
， ( 7)

式中 Su 为回归平方和，Su = ∑
n

i = 1
( ŷi －－y ) 2，SQ 残余

平方和，SQ =∑
n

i = 1
( yi － ŷi )

2，总平方和 St = Su + SQ。

很明显 R2
的取值范围为［0，1］。若 R2 = 1，说明 x 与

y 之间是完美的拟合; 若 R2 = 0，说明回归模型是无

效的。因此，在检验回归方程拟合优度时，总是期望

R2
的值接近于 1。

回归方程显著性检验通常采用统计量 F 检验

法，即观察自变量 x 从整体上对因变量 y 是否有明

显的影响。因此计算

F =
Su /nx

SQ /n － 1 － nx
， ( 8)

式中 nx 为自变量的个数。检验时，需查出F 分布表
［12］

中对三种不同显著性水平 α 的数值，记为 Fα( nx，n －
1 －nx ) ，将这三个数与计算的 F 值进行比较:

1) 若 F≥ F0． 01 ( nx，n － 1 － nx ) ，则认为回归是

高度显著的，或称在 0． 01 水平上显著;

2) 若 F0． 05 ( nx，n － 1 － nx ) ≤ F ＜ F0． 01 ( nx，n －
1 －nx ) ，则称回归是显著的，或称在 0． 05 水平上显

著;

3) 若 F0． 1 ( nx，n － 1 － nx ) ≤ F ＜ F0． 05 ( nx，n －
1 －nx ) ，则称回归在 0． 1 水平上显著;

4) 若 F ＜ F0． 1 ( nx，n － 1 － nx ) ，则认为回归不

显著。
2． 5 回归修正

回归修正方法的实施步骤如图 4 所示，以出射

光谱增宽和衍射光束截面变化为变量，结合表 1 的

实验数据，依据多元线性回归分析的数学思想，建立

回归修正方程式:

M̂ = β̂0 + β̂1M0 × 1
k( δ)

+ β̂2
Δw
110 × 100%，( 9)

根据( 6) 式解得回归修正系数

β2400 =
0． 0293
1． 3075
－ 1．







0317
．

图 4 回归分析的流程图

Fig． 4 Flowchart of regression analysis

按照( 7) 式计算 R2 = 0． 9778，说明回归方程的

拟合程度比较好。
根据( 8 ) 式计算 F = 286． 85，查 F 分布表可知

F ＞ F0． 01 ( 2，13 ) ，说明本文所建立的回归修正方程

式是高度显著的。
同理，分别以 600，1200 和 1800 line /mm 的平面

光栅为被测光栅，整理对应数据并建立回归修正公

式，所得回归修正系数为
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β600 =
－ 0． 413
1． 0503
15．







681
， β1200 =

－ 0． 2291
1． 167
8．







674
，

β1800 =
0． 4081
0． 9534
－ 9．







5327
．

对其分别进行拟合优度检验和显著性检验，结果都

满足修正要求。最后，将( 2) ，( 4) ，( 9 ) 式同时编入

效率仪测量程序中，可以在测量结束后，自动修正色

散增宽和衍射光束截面变化的影响。

3 测量结果对比
分别选用 600，1200，1800 和 2400 line /mm 的平

面光栅为被测光栅，使用本效率仪在不同波段范围

内测得衍射效率测量值 M0 ; 记录被测光栅刻线密

度、入射波长等参数，生成对应的 k( δ) 与 Δw 值，根

据回归修正系数直接获得该光栅的衍射效率修正值

M; 利用原子力显微镜测得该光栅的槽型轮廓剖面

图，从中截取一个周期单元，用自动扫描识别软件对

其横纵坐标进行扫描取值，进而拟合出实际槽型函

数，用编程的方法将拟合函数嵌入到计算光栅衍射

效率的主程序里
［6，15］，得出该光栅的衍射效率理论

值，除以标准反射镜的反射率，即可获得该光栅相对

衍射效率的理论值。将该光栅的衍射效率测量值、
修正值和理论值三者进行比较，结果如图 5 所示。

图 5 数据结果对比。( a) 600 line /mm; ( b) 1200 line /mm; ( c) 1800 line /mm; ( d) 2400 line /mm
Fig． 5 Comparison of the testing results． ( a) 600 line /mm; ( b) 1200 line /mm; ( c) 1800 line /mm; ( d) 2400 line /mm

从图 5 数据对比结果可以看出，经过修正后的

测量结果更加准确，未经修正的实测值虽然总体上

可以反应效率曲线，但数值上存在偏差，个别波长处

差别较大。对于 600 line /mm 的光栅，波长小于 500
nm 时，效率曲线相差较小，在波长为 650 nm 处，实

测值偏差最大可达 － 9． 31% ; 对于 1200 line /mm 的

光栅，波长大于 400 nm 时，实测值偏差均小于 5% ，

在200 nm处，实 测 值 与 理 论 值 偏 差 最 大 接 近 －
20% ; 对于 1800 line /mm 的光栅，实测值整体上均

偏低，闪耀波长处偏低 10% ，在 500 nm 处实测值

偏低最大达 17． 01% ，明显未反应出 效 率 异 常 位

置; 对于 2400 line /mm 的光栅，实测值可以在整个

波段反映效率曲线，但数值差别较大，在闪耀波长

处最明显，偏低大约 15%。而经过修正的测量曲

线，与理论曲线偏差很小，差值均在 ± 2% 以内，符

合测量要求。

4 结 论
依据回归分析的数学思想，对自行研制的平面

光栅衍射效率全自动扫描测试仪的测量准确性进行

了分析与修正。对测量过程中光栅色散导致的出射

光谱增宽和衍射光束截面变化进行分析，在大量实

验数据基础上，建立了测量结果的修正公式，实现了

光栅衍射效率的准确测量。使用回归分析的检验方

法对修正公式进行拟合优度检验和显著性检验，使

修正公式本身的可信程度得以保证，其准确性和可

靠性已在测量结果对比中得到证实。而且，该修正

公式可以编入测量程序，在测量结束后对测量结果
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进行自动修正，不必对仪器部件做任何改动，使仪器

操作简单、实时性强。另外，对影响测量结果的两个

主要因素进行分析，可以用来指导人工操作，避免带

来额外的测量误差。
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